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电容式硅微加速度计系统的性能分析

吉训生１，２　 王寿荣１　 许宜申１　 盛　平１

（１东南大学仪器科学与工程系，南京 ２１００９６）
（２江南大学控制科学与工程研究中心，无锡 ２１４１２２）

摘要：介绍了微加速度计的工作原理，得出了不同方向上的加速度计的等效刚度．基于加速度计的
集总模型分析，从能量和运动角度推导得出了加速度计的等效质量、精度和灵敏度的具体表达形

式．从力学观点，总结了加速度计阻尼的影响因素．对开环和闭环加速度计系统的机械 热噪声的特

性和它们各自检测的动态范围进行研究后发现，电容式微加速度计的噪声主要由机械热噪声决定，

并取决于加速度计系统的温度和阻尼．对闭环加速度计系统的测量结果表明，系统的精度可以达到
ｍｇ数量级，量程为±５０ｇ的范围．
关键词：微加速度计；灵敏度；谱密度；机械热噪声；阻尼
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